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Resumen:

En el presente trabajo se presentan los resultados obtenidos en la implementacion del interferometro Hong Ou Mandel (HOM)
en un acoplador direccional fabricado en el CIO. Este fue hecho con la técnica de escritura directa con laser de femtosegundo
(FLDW del inglés Femtosecond Laser Direct Write). Para el disefio y fabricacion del acoplador direccional con el que se llevé a
cabo el experimento, fue necesario una caracterizacién previa de guias de onda rectas variando la velocidad y potencia de
escritura. En dicha caracterizacion, se obtuvo el perfil de indice de refraccion, el tamafio horizontal y vertical del modo
gaussiano propagado y el porcentaje de potencia guiada. De los anteriores valores, se encontrd que la velocidad de fabricacion
no afecta significativamente el porcentaje de luz guiada en los dispositivos, mientras que en las guias rectas fabricadas
variando la potencia de escritura, se obtuvo una tendencia mas marcada del porcentaje de la luz guiada a medida que fue
aumentada la potencia. Adicionalmente, por encima de 2:24 mW se observd la aparicién de modos guiados de orden superior.
Para llevar a cabo la interferencia cuantica HOM, se utilizd una fuente de SPDC (del inglés Spontaneous Parametric Down
Conversion) tipo I no colineal. De los interferogramas obtenidos a diferentes tiempos de exposicién, se obtuvo un valor
maximo de visibilidad de 0:75. Dicho valor esta relacionado con la indistinguibilidad de los fotones que interfirieron en el
acoplador direccional. Para mejorar la visibilidad del experimento se observa la necesidad de mejorar tanto el porcentaje de
division del acoplador, como la forma en la que se inyecta luz al chip foténico.



